OPTIK VAKUUMBESCHICHTUNGSANLAGEN & EXPERTISE

VYON ARDENNE

OPTIK

VAKUUMBESCHICHTUNGS-
‘ ANLAGEN & EXPERTISE

Hochproduktive optische Beschichtung
durch prazise & automatisierte Prozesse
mit flexiblen Anlagenplattformen



HOCHPRODUKTIVE
OPTISCHE
BESCHICHTUNG

DURCH PRAZISE &
AUTOMATISIERTE PROZESSE

Die Nachfrage nach optischen Produkten ist in den letzten
Jahren stark gestiegen, besonders nach Prazisionsoptik.
Megatrends wie autonomes Fahren, das Internet der Dinge
und Virtuelle Realitat werden das Marktwachstum zusatz-
lich steigern.

Eine wesentliche Voraussetzung fur diese Produkte sind
hochprazise Beschichtungen. Sie nutzen die optischen In-
terferenzeigenschaften aus und verleihen den Prazisions-
optiken so ihre gewunschten Funktionen.

VON ARDENNE hat Uber viele Jahrzehnte Erfahrung in der
Entwicklung und Fertigung von Vakuumbeschichtungsanla-
gen gesammelt. Deshalb profitieren unsere Kunden von
unserem tiefen Verstandnis der physikalischen Prozesse
der Vakuumbeschichtung und den Erkenntnissen aus ih-
rem Einsatz in unterschiedlichsten Anwendungen.

Dieses Wissen haben wir in die Entwicklung zahlreicher
Anlagenplattformen einflieBen lassen. Damit kbnnen unse-
re Kunden das komplette Anforderungsspektrum abde-
cken: von Forschung und Entwicklung tber die Pilot- bis
hin zur Massenproduktion.

Dichtere & stabilere Beschichtungen E‘/

flr Entspiegelungen & optische Filter

Spezielle CARS-Prozesstechnologie E‘/

fur optische Schichten hochster Gute

Bis zu 30 % schnellere Produktion E‘/

durch simultane doppelseitige Beschichtung

=
SUBSTRATE

Hochprazise Beschichtungen sind eine Voraussetzung flr Prazisionsoptiken. Sie nutzen die Interferenzeigenschaften aus und sorgen flr

die gewiinschten Eigenschaften.

VON ARDENNE kennt die physikalischen Prozesse, die fur die Vakuumbeschichtung optischer Komponenten notwendig sind, aus eigener
Erfahrung. Und wir verfligen Uber das Know-how, diese auf eine Vielzahl unterschiedlicher Substratformen und -gréBen anzuwenden.

ULTRADUNNGLAS

0,1 ~ 0,3 mm dick
@ 200 mm

.

Wafer-Level-Optik
3D-Abtastung

WAFER (Si, InP, GaAs)

0.7 mm thick
@ 4", 6",200 /300 mm

.

Wafer-Level-Optik
Laserdioden

STANDARD

1,0 ~ 6,5 mm dick
@1",2",25/50 mm
o 50 X 50 mm? / 100 x 100 mm?

.

Katalogoptiken
Laseroptik

KEILFORMIG

Wie Standard, aber mit
nicht parallelen Oberflachen
(A << 1°)

.

Katalogoptiken
Laseroptik

GROBFLACHIG

2 ~ 50 mm dick,
@ bis zu 200 mm,
o bis zu 300 x 400 mm?2

~

AV/VR/XR
Automotive, HUD

KUBISCH

5x 5 x5 mm? bis zu
70X 70 x 70 mm3

.

Telecom-Optik

SPHARISCH

5 mm —70 mm dick
@ bis zu 200 mm

.

Laseroptik
RONtgen/EUV-Optik

e
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ZYLINDRISCH

Bis zu 70 mm dick,
bis zu 200 mm breit

.

Laseroptik
RONtgen/EUV-Optik

6

PRISMEN

Bis zu 70 mm
Kantenlange

.

Katalogoptiken
Periskop-Optik




VERA

Verdampfungsanlage fur
optische Anwendungen

OPTA X
Drehteller-Beschichtungs-
anlage

CLUSTER-SYSTEME

fur Forschung, Entwick-
lung & Produktion

VISS

Vertikale
Beschichtungsanlage

[~

Strahlteiler

Beschichtungsbeispiel

[~

Breitbandspiegel

(BBHR)

Beschichtungsbeispiel

I

DIELEKTRISCHE SPIEGEL

Reflexion mit hochster Effizienz
durch dielektrische Wechselschichten

Optische Spiegel aus dielektrischen Wechselschich-
ten finden sich in verschiedenen Anwendungsberei-
chen wieder. Das sind beispielsweise biomedizinische
Anwendungen wie Zahnspiegel, Materialbearbeitung
zur Fihrung und Lenkung von Laserstrahlen, als effi-
ziente Reflektoren (Bragg-Spiegel) in Lichtleitern und
optischen Resonatoren. Auch im Bereich AR/VR/XR
als teilreflektive Komponenten flr Projektion und Dis-
playanwendungen werden sie verwendet.

Im Vergleich zu Metallspiegeln lassen sich dielektri-
sche Schichtsysteme sehr anwendungsspezifisch ge-
stalten. Dadurch kann im Hinblick auf die Wellenlange
ein selektives, schmal- oder breitbandiges Verhalten
realisiert werden. Zudem sind dielektrische Reflekto-
ren winkelsensitiv.

Wenn Sie dielektrische Spiegelschichten funktional
verbessern wollen, bedarf es gesteigerter Abscheide-
prazision, Schichtglte und Reproduzierbarkeit. Flr
diesen Zweck hat VON ARDENNE die OPTA X mit spe-
zieller CARS-Prozesstechnologie entwickelt.

Glatte optische Schichten E‘/
hochster Glte

durch spezielle CARS-Prozess-
technologie

Bis zu 50 % weniger E‘/

Personalaufwand

durch vollautomatisierte
Rezeptsteuerung, Carrier-
Handling & Substratbestlickung

Optische in-situ E‘/
Prozessliberwachung

zur kontinuierlichen
Spezifikationskontrolle

Ex-gity messurement (Perkin Elmer), 30° AQI
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OPTISCHE FENSTER

Selektiver Lichteintritt mit hoher Transmission

durch optische Vergltung vielfaltiger Substratformate

Optische Fenster erlauben den Lichtdurchlass
bestimmter Wellenlangen flr optoelektroni-
sche Systeme und schiitzen sie zugleich vor
storenden Umgebungseinfliissen. Sie kom-
men in der Luft- und Raumfahrtindustrie fur
Anwendungen wie Erdbeobachtung, Ferner-

maglich

Beschichtung vielfaltiger Substrate

durch Anpassung der Anlagen an
verschiedene Geometrien

kundung, Umwelttuberwachung, Héhen- und

Entfernungsmessung, LIDAR, Radar, Kamera-
sensoren, Pilotensichtsystemen zur Kollisions-
vermeidung und in Kommunikationssystemen

zum Einsatz. Damit sind optische Fenster ein spiegelung

Spart Kosten & Energie

durch simultane doppelseitige Ent-

missionskritisches Element in der bemannten

und unbemannten Luft- und Raumfahrt.

Form und GroBe der optischen Fenster sind
nahezu beliebig. Oft handelt es sich um flache
Glasplatten, die mindestens durch eine beid-
seitige Antireflexionsbeschichtung (AR) flr ei-

Bis zu 50 % weniger
Personalaufwand

M

durch vollautomatisierte Rezeptsteuerung,
Carrier-Handling & Substratbestltickung

ne maximale Transmission im gewunschten
Frequenzbereich optimiert sind.

Wir bieten Ihnen mit der OPTA X eine Be-
schichtungsanlage, die bestens flr diese An-
wendung geeignet ist. Die Anlage ist fUr eine
Vielfalt von geometrischen Formen an Sub-
straten geeignet.

OPTAX

Drehteller-Beschichtungs-
anlage

T |
CLUSTER-SYSTEME

far Forschung, Entwick-
lung & Produktion
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Beschichtungsanlage
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Antireflexbeschichtung

Beschichtungsbeispiel




OPTA X HISS
Drehteller-Beschichtungs- | | Horizontale
anlage Beschichtungsanlage

CLUSTER-SYSTEME VISS
flir Forschung, Entwick- Vertikale
lung & Produktion Beschichtungsanlage
1
Funktionsprinzip

eines Wellenleiters fiir AR

l
AR-Brille

mit Wellenleiter

I

WELLENLEITER FUR
AUGMENTED REALITY

Beschichtungslosungen flr Optische Wellenleiter
flr ein brilliantes Augmented-Reality Erlebnis

Suchen Sie nach Beschichtungslosungen fur
AR-Wellenleiter, die durch hochste Haltbarkeit
und optimale optische Eigenschaften Uber-
zeugen?

Durch die Nutzung der Magnetron-Sputter-
Technologie bieten wir Ihnen leistungsstarke
Beschichtungsanlagen und Verfahren flr re-
flektierende Wellenleiter. Diese zeichnen sich
durch herausragende Langlebigkeit, verbes-
serte optische Qualitat sowie prazise Repro-
duzierbarkeit aus — Voraussetzungen, die ge-
rade flr Anwendungen in Augmented Reality,
Telekommunikation, Sensorik und integrierter
Optik entscheidend sind.

Mit unseren fortschrittlichen Beschichtungs-
anlagen, unserer Expertise und modernster

Uberlegene Haltbarkeit B

durch sehr dichte Beschichtungen mittels
Magnetron-Sputtern

Verbesserte optische Leistung B

durch hochprazise Abscheidung von
Einzel- und Mehrschichtsystemen

Reproduzierbarkeit und B
Skalierbarkeit

durch Erfahrung bei der Ubertragung von
Technologien vom Labor in die

Technologie unterstiitzen wir Sie darin, hoch-  Serienfertigung
wertige Wellenleiter mit herausragender Leis-
tung herzustellen.
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WAFER-LEVEL-OPTIK

Optik trifft Halbleiter:

optische Interferenzschichten fUr Filter-on-Chip-
CMQOS, hyperspektrale Sensoren & spektrale Abtastfilter

Optische Filterschichten, die direkt auf Glas-
oder Halbleiterwafern abgeschieden werden,
ermoglichen optische Produkte, die eine sehr
geringe GroBe und ein wettbewerbsfahiges
Preis-Leistungs-Verhaltnis haben. Daher ha-
ben sie den Weg in verschiedene Markte wie
die Unterhaltungselektronik oder die Automo-
bilindustrie gefunden. Durch die steigende
Nachfrage nach GroBserienfertigung rickt die
Wafer-Level-Optik in den Fokus der Industrie.

Mit der OPTA X bieten wir Ihnen eine Be-
schichtungsanlage, die speziell fur die Anfor-
derungen in den Bereichen der Photonik und
Wafer-Level-Optik entwickelt wurde.

FUr die Multilayer-Beschichtung von waferba-
sierten Mikrolinsen-Arrays, Halbleitersensoren
oder Filter-on-Chip-CMOS ermoglicht Ihnen
die OPTA X eine vollautomatisierte, SEMI-
kompatible Wafer-Handhabung zur Integration
in Halbleiterfabriken. Neben Wafern mit 200
Millimetern Durchmesser ist die OPTA X zu-
satzlich flr WafergroBen bis 300 Millimeter
geeignet.

Optische Filterschichten direkt auf B
Glas- & Halbleiter-Wafern

zum Beispiel fur Siliziumbauteile

Optische Uberwachung der Trans- B
mission oder Reflexion

direkt auf dem Wafer

SEMI-kompatible Waferhandhabung B

flr die Integration in Halbleiterfabriken

—

Transmittance [%]
a2 B EE8ESES8 8

g

1200 1400

1600 1800 2000

Wwavalength lnm|

OPTAX

Drehteller-Beschichtungs-
anlage

CLUSTER-SYSTEME

far Forschung, Entwick-
lung & Produktion

[~

Schmalbandfilter

Beschichtungsbeispiel




Beschichtungsanlage fur
groBe astronomische
Spiegel

VERA

Verdampfungsanlage flr
optische Anwendungen

VISS

Vertikale
Beschichtungsanlage

[~

Hochreflektive
Beschichtunger
Beschichtungsbeispiel
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GROSSFLACHENOPTIK

Ultra-prazise optische

Beschichtungen flr groBe Aperturen

mit hochster GleichmaBigkeit

Suchen Sie Beschichtungslosungen flr groBe
optische Flachen mit besonders anspruchs-
vollen Anforderungen, etwa flr astronomi-
sche Spiegelteleskope, groBflachige Laser-
spiegel fur Fusionsprojekte oder andere An-
wendungen in der Luft- und Weltraumuber-
wachung? Unsere Technologien flr Magne-
tron-Sputtern, Elektronenstrahlverdampfung
und thermische Verdampfung bieten Ihnen
die erforderliche Prazision.

Die Beschichtung groBer optischer Flachen
erfordert auBergewdhnliche Prazision. Im Te-
leskopbau konnen einzelne Spiegel einen
Durchmesser von mehr als acht Metern ha-
ben und auf eine Oberflachengenauigkeit von
etwa 20 Nanometern poliert sein. Beim Auf-
bringen hochreflektierender Schichten aus
Aluminium, Silber oder Gold muss der Be-
schichtungsprozess diese Genauigkeit be-
wahren und darf die ideale parabolische oder
hyperbolische Form des Spiegels nicht verfor-
men. In der Praxis erfordert dies eine Gleich-
maBigkeit im Nanometerbereich Uber die ge-
samte Oberflache.

Hochste Reflektivitat & EJ/
Bestandigkeit

durch Magnetron-Sputtertechnologie fur
metallische Schichten und Schutzbe-
schichtungen

Konturkonforme Abscheideprazision EJ/

durch dynamische Prozessfuhrung

Beschichtung groBter B
Aperturflachen

durch angepasste Sonderkonstruktionen
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LINSEN &
OPTISCHE DOME

Breitbandentspiegelung & selektive Filter
durch konforme Beschichtung auf

gewOlbten Substratoberflachen

Wenn Sie Linsenelemente mit einer
interferenzoptischen Breitbandentspiegelung
oder selektiven Filterschicht versehen wollen,
mussen diese Beschichtungen bestimmte
Spezifikationen an Temperatur- und Umwelt-
stabilitat erfullen.

Das bringt besondere Herausforderungen mit
sich: eine gleichmaBige Filterfunktion entlang
der gekrimmten Substratoberflache, die beid-
seitige Entspiegelung der Linsenoberflachen,
eine zusatzliche optische Filterfunktion sowie
eine klimabestandige, mechanisch stabile
Linsenvergltung mit verbessertem Shift-
Verhalten des Filters durch dichtere
Schichten.

FUr solche Anforderungen bieten wir mit der
OPTA X eine Alternative zum Bedampfen.

Direktes Aufbringen von Filtern auf |\/ J
Linsenelemente

mit konkaven und konvexen Oberflachen

Dichte Schichten flr Frontlinsen B

mit hoher Abrieb- & Wetterfestigkeit

Ein- und beidseitige Beschichtung g

von schweren Linsen mit groBem Durch-
messer

VERA OPTA X
Verdampfungsanlage fur Drehteller-Beschichtungs-
optische Anwendungen anlage
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Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel

[~

Antireflexbeschichtung
Beschichtungsbeispiel
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VERA

Verdampfungsanlage flr
optische Anwendungen

OPTAX

Drehteller-Beschichtungs-
anlage

VISS

Vertikale
Beschichtungsanlage

I

Bandpassfilter
Beschichtungsbeispiel

[~

Dreifach-Bandpassfilter

Beschichtungsbeispiel

>
OPTISCHE
INTERFERENZFILTER

Hochprazise optische Filter
durch spezielle Multilagenbeschichtung

Geringste optische Verluste, maglichst keine Absorption
und Streuung, hohe Transmission im Filter-Durchlass-
bereich, tiefe Blockung im Filter-Sperrbereich, steile,
prazise Filterkanten - das sind Anforderungen an
optische Interferenzfilter wie Bandpassfilter, Dichroi-
tische Filter, Strahlteiler, Polarisations- oder Kerbfilter.

Die Leistungsfahigkeit von Kameras, Projektoren, Teles-
kopen und optischer Messtechnik wird kontinuierlich
verbessert. Dafur werden standardisierte Komponenten
mit verbesserten interferenzoptischen Beschichtungen
benotigt.

Diese Multilagenschichten bestimmen die konkrete
Bauteilfunktion. AuBerdem reflektieren sie das Licht
oder spalten es selektiv in Teilstrahlen auf. Sie blockieren
einzelne Wellenlangen oder wirken als Durchlassfilter
fur einen bestimmten Lichtfrequenzbereich. Wir bieten
Ihnen Beschichtungsanlagen flr solch anspruchsvolle
Filterabscheidungen.

Hochste Schichtdicken-
préazision

M

und Reproduzierbarkeit der
Abscheidung

Anspruchsvolle Filter-
abscheidung

&

auf zwei- & dreidimensionalen
Substraten

Geeignet flr ziel-
materialien flr alle Wellen-
l&ngen

M

von UV bis IR
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OPTA X

HOCHPRODUKTIVE

BEIDSEITIGE BESCHICHTUNG

flr anspruchsvolle Multischichtsysteme

Mit der OPTA X200 und OPTA X300 bieten wir Ihnen hoch-
produktive Beschichtungsanlagen sowohl flr anspruchs-
vollste optische Schichtsysteme als auch fir die prazise
Abscheidung von z. B. leistungsstarken piezoelektrischen
Materialien wie AIN und AIScN. Dies trifft insbesondere flr
Multilagenoptiken mit einer hohen Anzahl von wechseln-
den Schichten und hochwertige Schichtstapel von mikro-
elektronischen Anwendungen und Halbleiter-Systemen zu.

Die Drehteller-Anlagen beschichten beiderseitig horizontal

und sind je nach Modell fur die Prozessierung von Substra-
ten mit 200 mm bzw. 300 mm Durchmesser (inkl. G12-Wa-

fer) ausgelegt. FUr eine optimale Beschichtung kommt die

spezielle CARS-Technologie zum Einsatz. Aber auch weite-
re Prozessflhrungen wie Meta Mode, reaktives oder nicht

reaktives Sputtern stehen zur Verfugung.

Flr hochste Variabilitat konnen Magnetrons und/oder Plas-
maquellen auf bis zu funf Ports pro Beschichtungsseite in-
tegriert werden. In-situ-Messtechnik zur Verfolgung und
Korrektur des Beschichtungsfortschritts steht ebenfalls fur
optisches Monitoring zur Verfugung.

Beide Modelle sind mit einem automatischen Handlingsys-
tem ausgerUstet. Dieses ist modular aufgebaut und ermog-
licht eine sichere Bestuckung mit unterschiedlichen Sub-
straten, die in anpassbaren Carriern durch die Anlage ge-
schleust werden.

Hochste Prazision & Qualitat B

durch schnelle, saubere, fehlerarme, homogene
Beschichtungen

Anti-Warp-Effekt B

durch beidseitige Beschichtung mit verschiedenen
Materialien

Variable Produktanpassung: B

Schichten, Schichtsysteme & Bauteil-Geometrie

OPTA X200

« FUr Anwendungen auf Substraten mit bis zu 200 mm Durchmesser
optimiert

« Erfullt hdchste Anspriiche bei optischen Anwendungen durch
hochreine und defektarme optische Schichten

« Einzigartige Homogenitat und chemische Zusammensetzung der
elektrischen Schichten flr optimale Ergebnisse in der
Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

OPTA X300

» Prozessierung von Substraten bis 300 mm Durchmesser, inkl. G12-
Wafer

« Erflllt hdchste Anspriche bei optischen Anwendungen durch
hochreine und defektarme optische Schichten

« Einzigartige Homogenitat und chemische Zusammensetzung der
elektrischen Schichten fur optimale Ergebnisse in der

Mikroelektronik und Halbleiterindustrie

ANWENDUNGEN

ad BT

DUnnschicht-Sensoren| | Optische Fenster
fur Luft- & Raumfahrt

Displays fur Fahrzeuge| | Displays fur Unter-
haltungselektronik

MEMS

PiezoMEMS Linsen & Optische
Dome

Optische Interferenz-
filter

4
TECHNISCHE DATEN

Anderungen, die technischen Verbesserungen dienen,
bleiben vorbehalten.

Substrate

Silizium-Wafer, Glas, Polymere, Metalle

Beschichtungsbreite
Bis zu 200/300 mm

Abscheidungsart
Doppelseitig, DC, pulsed DC, AC, CARS,
meta mode, reactives Sputtern, RF

Substrattemperatur
RT ... 300°C

Abscheidungstechnolgie
Magnetron-Sputtern: planar, rotatable

Transportart
Carrier oder Roboter

Systemsteuerung
Siemens SPS



SKYVA

HOCHREFLEKTIERENDE SCHIGHTEN

Flr groBflachige Spiegel

Suchen Sie eine Beschichtungslosung fur groBe astronomi-
sche Spiegel, die hohe Reflektivitat, nanometergenaue
GleichmaBigkeit, reproduzierbare Prozesssteuerung und si-
chere Handhabung kombiniert? SKYVA-Vakuumbeschich-
tungsanlagen wurden speziell fur groBe, gekrimmte
Spiegelsubstrate entwickelt und kdnnen homogene, hoch-
reflektierende Metallschichten auf Spiegeln mit Durchmes-
sern von bis zu 8,4 Metern abscheiden. Verschiedene
Kammervarianten und kundenspezifische Anlagenkonfigu-
rationen ermoglichen eine Skalierung von kleinen und mit-
tleren Aperturen bis hin zu den gréBten astronomischen
Spiegeln.

Die Beschichtung astronomischer Spiegel stellt eine Viel-
zahl technischer und betrieblicher Herausforderungen dar.
wahrend die schiere GroBe der Spiegel ein Hauptfaktor ist,
ist sie bei weitem nicht der einzige. Im Teleskopbau kénnen
einzelne Spiegel Durchmesser von mehr als acht Metern
aufweisen und werden auf eine Oberflachengenauigkeit
von etwa 20 Nanometern poliert. Der Beschichtungspro-
zess muss diese Genauigkeit bewahren, eine Verzerrung
der idealen parabolen oder hyperbolischen Form des Spie-
gels vermeiden und eine hervorragende Schichtgleichma-
Bigkeit Uber die gesamte gekrimmte Flache gewahrleisten.

Hochste Reflektivitat B

bei anspruchsvollsten Substratformaten

Zuverlassiger Betrieb & mechanische Stabilitat B
Uber Jahrzehnte

bei maximaler Substratsicherheit

Vollautomatische Ablaufe B

inklusive moderner Steuerung/Visualisierung fur den
Betreiber

|
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ANWENDUNGEN

GroBflachenoptik

4
TECHNISCHE DATEN

Anderungen, die technischen Verbesserungen dienen,
bleiben vorbehalten.

Substrate

Glassubstrate mit Durchmessern bis zu 8,4 m,
konkave und konvexe Geometrien

Substratbewegung
Rotation des Substrats oder Rotation der Quellen

Beschichtungsmaterialien
Al, Ag, NiCr, SiN, SiOx, Nb205 und weitere

Prozesstechnologien

Magnetronsputtern, thermische und/oder
Elektronenstrahlverdampfung, Plasma-
Vorbehandlung

Dickenuniformitat
<+5 % Uber einem Spiegel-Durchmesser von 8,4
m

Messung
In-situ optische Uberwachung, Quarz-Kristall-
Rate- und Dickenmessungen

Systemsteuerung
Siemens SPS und WinCC



VISS

ANWENDUNGEN
(- ) BT

Luftfahrtver- Optische
glasung Fenster

] wy

N
Lift-off Advanced
Prozesse Packaging

-

Wellenleiter

Dielektrische

Spiegel far
Augmented
Reality

GroBflachen- Displaystr_
optik Fahrzeuge

Leiterplatten

AT Lk o
Displays fur
unter-
haltungs-
elektronik

DUnnschiC-ht— TOPCon
Photovoltaik Solarzellen

A

Perowskit- Leistungs-
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HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE
INLINE-SYSTEME

FUr vertikale Prozesse &
mittlere Produktivitat

Die VISS400 und VISS600 sind modulare Anlagen flr vertikale Beschichtungsprozesse. Sie sind
ideal, wenn Sie Ihre Laboranwendungen in den ProduktionsmaRBstab tberfihren wollen.

Beide Plattformen sind sowohl als Inline-Version mit einem Ende oder als Durchlaufversion fur
kontinuierliche Prozesse erhaltlich. Je nach Modell sind sie fur Substratbreiten von 400 mm
bzw. bis zu 600 mm zu skalieren. Die Substrate werden mit einem Carrier-System transportiert,
das vertikal um sieben Grad geneigt ist. Die Anlage kann be- und entladen werden, ohne dass
die Vorderseite der Substrate dabei berthrt wird.

Damit erlaubt das Anlagenkonzept die kosteneffiziente Beschichtung groBer Substrate. Zu-
sammen mit dem vertikalen Substrattransport ermdglicht dies einen partikelfreien Beschich-
tungsprozess, der die VISS-Anlagen flur den Einsatz in der Halbleiterindustrie qualifiziert — vor
allem fur Anwendungen wie Advanced Packaging, Leistungselektronik und Piezosensoren.

HOCHFLEXIBLE & SKALIERBARE
INLINE-SYSTEME

FUr horizontalen Substrattransport

Die HISS300 und HISS600 sind modulare Beschichtungsanlagen far die horizontale Beschich-
tung von Substraten. Sie sind die beste Wahl, wenn Sie nach einer sehr flexiblen Produktions-
anlage mit kleinem oder mittlerem Durchsatz suchen, die mit bewéhrter Technologie ausge-
stattet ist.

Dank ihres modularen Aufbaus kénnen die Anlagen nach lhren Bedurfnissen konfiguriert wer-
den. Wir bieten verschiedene Konfigurationen an: Zum Beispiel die Version mit nur einem Ende
fur einen kleineren Produktionsumfang.

Die Systeme bieten eine hohe Prozessflexibilitat fUr Sputter- und Verdampfungsprozesse so-
wie diverse Vor- und Nachbehandlungsmethoden.

Der flexible und dynamische Aufbau der Anlagen mit standardisierten Modulen ermdglicht ei-
ne kundenspezifische Konfiguration — sie kdnnen also an neue Prozesse oder Anforderungen
angepasst werden. Daher kdnnen unsere Kunden mit dieser Anlage auf Anderungen der An-
forderungen an Produkt und Prozess reagieren.

RISS

Skalierbar B

durch modulares Design

Leicht anpassbar an
Ihre BedUrfnisse

durch flexible
Konfigurationsoptionen

&

Laden ohne E‘/
Berlihrung der
Substratvorderseite

durch Carrier-Transport

Beidseitige oder B
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HOCHFLEXIBLE
& SKALIERBARE
CLUSTER-SYSTEME

FUr Forschung,
Entwicklung & Produktion

Die Cluster-Systeme CS200 und CS300 sind modulare Beschichtungsanlagen, die sich
fur hochflexible bzw. hochproduktive Prozesse in der Entwicklung bzw. Produktion
von Halbleiter-, Optik- bzw. Photovoltaik-Anwendungen eignen. Die Anlagen sind spe-
ziell fir die Prozessierung von Substraten mit einem Durchmesser von 200 mm bzw.
300 mm (inklusive G12-Wafer) ausgelegt.

Damit sind unsere Cluster-Systeme die ideale Wahl flr die Entwicklung neuer Be-
schichtungstechnologien und die Erzeugung von Schichten mit spezifischen Eigen-
schaften und einer hohen Reproduzierbarkeit. Zu den Anwendungen zahlen Sensoren
und die Silizium-Durchkontaktierung (TSV) fur die 3D-Advanced-Packaging-Technolo-
gie in der Halbleiterindustrie. Darlber hinaus findet die CS300 in der Entwicklung neu-
er Solarzell-Generationen wie TOPCon und Perowskit-Tandem ihren Einsatz.

Dank ihrer groBen Flexibilitat helfen die Cluster-Systeme, Ihre Betriebskosten zu sen-
ken. Sie sind individuell fUr unterschiedliche Aufgaben konfigurierbar. Um die zentrale
Transferkammer finden bis zu sieben Prozesskammern und eine oder mehrere Sch-
leusen Platz. Alle Kammern sind sowohl vakuum- als auch steuerungstechnisch von-
einander getrennt.

Skalierbar E‘/ Angepasst an lhre E‘/ Hilft lhnen E‘/

q Bedrfnisse Betriebskosten zu
urgh modulares . e
Design durch flexible

Konfiguration durch Flexibilitat

HOCHFLEXIBLES & ANPASSBARES
BESCHICHTUNGSSYSTEM

FuUr Verdampfungsprozesse

VERA-Systeme sind kompakte, Kalotten-basierte PVD-Batch-Beschichtungssysteme flr die
Verdampfung mit thermischen oder Elektronenstrahlverdampfern sowie lonenstrahl- und Plas-

maqguellen.

Die Plattform bietet ein hohes MaB an Flexibilitat, einschlieBlich der Mdglichkeit, verschiedene
Substrattypen zu bearbeiten, Mehrschichtbeschichtungen durchzufihren und unterschiedli-
che Technologien einzusetzen. Sie kann als Stand-alone-System direkt im Reinraum installiert
oder automatisch durch eine Reinraumwand mittels Handling-System beladen werden.

Die VERA-Plattform verfligt Uber flexible Konfigurationen, die kundenspezifisch angepasst wer-
den konnen, und gewahrleistet so die Anpassungsfahigkeit an verschiedene Anwendungen in
der Optik oder Elektronik. Die universelle Substratkompatibilitadt wird durch den Einsatz von
segmentierten Kuppeln, Paletten- oder Planeten-Systemen erreicht.

Mit vier verschiedenen KammergroBen bietet das VERA-Portfolio die passende Losung sowohl
fur Entwicklungsprojekte als auch fur die Hochvolumen-Produktion. Zusatzlich umfasst die
Plattform optische Uberwachungsfunktionen zur Sicherstellung und Kontrolle der Prozessqua-

litat.

Breites Spektrum an B

Technologien

von einfacher thermischer
Verdampfung bis hin zu
jonenunterstutzter
Elektronenstrahlver-
dampfung

Kundenspezifische B

KammergroBe

von der LaborgroBe bis
hin zur Hochvolumen-
Produktion

Hohe Flexibilitat bei B
Substrat-Geometrien
& -groBen

durch verschiedene Arten
von Substrathaltern
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SERVICE PORTFOLIO

CLOSE TO YOU!

Rund um den Globus fur Sie da
Uberblick

Erstklassige Technologie, Qualitat und Produktivitat sind
der Schllssel zu Ihrem Erfolg und fester Bestandteil unse-
rer Anlagen.

Weltweit kommen VON ARDENNE-Beschichtungsanlagen in
uber 50 Landern zum Einsatz. Die Betreuung der mehr als
1000 installierten Anlagen erfolgt von unseren lokalen Ser-
vicestandorten oder vom Unternehmenssitz in Dresden
aus. Bei Fragen oder Themen jeglicher Art unterstitzen wir
Sie telefonisch, personlich vor Ort oder per Remote-Sup-
port.

Umfassender Support fir Ihre Anlagen E‘/

Uber die gesamte Lebensdauer

Weltweit firr Sie da VM

mit Servicestandorten vor Ort

Breites Produktportfolio E‘/

damit Sie alles aus einer Hand bekommen

REPRESENTATIVE

&

AN ALLEN
SERVICESTANDORTEN
BIETEN WIR:

3

Lokale Service-Hotline &
Qualifiziertes Servicepersonal [bis zu 24/7]

o
o
Service-Vertrieb

(s

Ersatzteilmanagement

<

Inspektions- und
Wartungsservice

Upgrades & Nachristungen

&

Technisches Training

&)

Kundenschulungszentrum
am Standort Dresden

CHINA

GEMEINSAM TESTEN,

BEMUSTERN & VERBESSERN

\on der Simulation bis zur Pilotproduktion

Bemusterung & Schicht-
entwicklung

In unserem Technology & Application Center

Erkenntnisgewinn durch Simulation B

der Schichtzusammensetzung & Eigenschaften

(TAC) arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen an der
nachsten Generation Ihrer Beschichtungsan-
wendungen.

Von der Simulation der Schichtstapel und ihrer

Risikominimierung & schnellere Marktreife B

durch industrielle Erprobung

Funktionalitat, Uber die Bemusterung im Labor-

und PilotmaBstab bis hin zur Messung und Aus-
wertung der Schicht- und Substrateigenschaf-
ten: Wir sind auf die verschiedensten Anforde-

Individueller Zugang B

zU einer Vielfalt an Beschichtungsmaterialien & Leistungen

rungen vorbereitet. Das gibt Ihnen die Moglich-

keit, bereits vorab die Funktion der Beschich-
tung fur Ihr Produkt auf relevanten Probengro-
Ben zu testen.

Optimale Anlagenauslegung B

durch Erprobung im skalierbaren Prozess

SIMULATION

Hilft Ihnen, Ihren Prozess zu verstehen

Sie wollen Ihre Produktentwicklung beschleunigen? Und
Sie wissen, dass die Antwort darauf die multiphysikalische
Simulation und Modellierung ist? Sie wollen genaue Ergeb-
nisse? Aber welche Losung ist die richtige fur Sie?

Wir kénnen Ihre Produktentwicklung und Ihr Upgrade-Ver-
fahren beschleunigen, indem wir den technischen Auf-
wand mit modernster Modellierung und Simulation redu-
zieren. So kénnen Sie Ihre individuelle Vakuumlosung pla-
nen oder Machbarkeitsstudien fur die Aufristung eines
laufenden Systems durchftihren.

Wir verfligen Uber eine herausragende Expertise in der
Multiskalensimulation und haben diese genutzt, um eine
hochoptimierte Systemleistung und beste Prozessqualitat
zu gewahrleisten.

TESTEN & SIMULIEREN




VA CLEANROOM

REINRAUMGERECHTE BEMUSTERUNG
& ANLAGENMONTAGE

FUR PRAZISIONSOPTIK, PHOTONISCHE
SYSTEME & HALBLEITERANWENDUNGEN

VA CLEANROOM

Bemusterung & Schichtentwicklung

Unser neuer Reinraum bietet beste Bedingungen mit ISO5- und ISO7-Zonen
zur Montage und Inbetriebnahme von Systemen fur komplexe Aufgaben in
den Bereichen Halbleitertechnik sowie Materialwissenschaft und Medizin-
technik, teilweise sogar mit den hochsten Reinheitsanforderungen (1ISO5
AMC).

Der Reinraum wird mit einer neuen OPTA X-Beschichtungsanlage ausgestat-
tet, die ab Mitte 2026 flr gemeinsame Material- und Bauelemententwicklun-
gen zur Verflgung steht. Gemeinsam mit einem erstklassigen Team von
Technikern und Entwicklern werden wir in der Lage sein, zur ndchsten Gene-
ration lhrer Beschichtungsanwendungen beizutragen.

Wir decken den gesamten Prozess ab, von der Simulation von Schichten und
deren Funktionen Uber Labor- und PilotmaBstabsproben bis hin zur Messung
und Bewertung von Schicht- und Bauelementeigenschaften. Dies gibt Ihnen
die Moglichkeit, die Funktion der Beschichtung fur Ihr Produkt in einer rele-
vanten Umgebung oder einschlieBlich Ihrer Prozesskette im Voraus zu tes-
ten.

Handhabung von Wafer-Substraten in B
1SO5-Umgebung

zur Analyse auf Wafer-Ebene oder flr weitere
externe Verarbeitung

Risikominimierung & schnellere El/
Marktreife

durch industrielle Tests

Gewinnung von Erkenntnissen durch El/
begleitende Simulation

von Schichtprozessen und zugehorigen
Eigenschaften

Individueller Zugang El/

Zu einer Vielzahl von Beschichtungs-
materialien & Dienstleistungen sowie F&E-
Partnern




UNSERE STARKEN

Eigenes Technology & Application Center

» Musterbeschichtungen von Kundenanwendungen
» Entwicklung von kundenspezifischen Schichtstapeln
» Produkt- und Prozessverifizierung und -optimierung
« Testen von neuen Technologien und Komponenten

Simulationsdienstleistungen

Wir bieten professionelle Simulationstechnik, um die beste
Prozessqualitat in Bezug auf Plasma, Warme und Kuhlung zu

gewahrleisten. Darliber hinaus helfen unsere Simulationswerkzeuge

dabei, Schichteigenschaften zu demonstrieren, zu entwickeln und
ZU verbessern sowie Prozesse, Details und die Leistung unserer
Systeme zu definieren oder zu optimieren.

Partnerschaften

VON ARDENNE verfugt Uber ein Netzwerk von Partnern far
Forschung und Entwicklung und zur Identifizierung zukunftiger
Technologien.

Es besteht aus:

 Fraunhofer Instituten

« Instituten der Helmholtz-Gesellschaft
« Universitaten

» Unternehmen

Globale Projekterfahrung

VON ARDENNE-Anlagen werden in Uber 50 Landern eingesetzt.
Wir haben eine installierte Basis von Hunderten von
Beschichtungsanlagen weltweit, von kleinen Systemen bis hin zu
Anlagen fur groBflachige Beschichtungsanwendungen flr
verschiedene Markte.

Umfassendes Service-Portfolio

» VON ARDENNE Servicestutzpunkte in aller Welt

« \Vor-Ort-Service

« Fernzugriff durch unsere Technikabteilung

» RegelmaBige technische und technologische Schulungen
« Ersatz- und VerschleiBteillager in Kundennahe

« Lebenszyklusverlangerung von VerschleiBteilen

Upgrades & Retrofits
Sobald Ihr Unternehmen wachst, wachst auch Ihre VON ARDENNE-

Anlagen mit ihren Aufgaben - dank des modularen Aufbaus und der

von uns angebotenen Upgrades. Wir liefern Innen auch die
notwendigen technologischen Upgrades, wenn Sie sich fur eine
Anderung Ihrer Anwendungen entscheiden.

Und wenn Ihre Anlagen in die Jahre gekommen sind, rasten wir lhre

Systeme mit neuen Komponenten nach, egal ob es sich um VON
ARDENNE- oder Fremdmaschinen handelt.

WER WIR SIND & WAS WIR TUN

VON ARDENNE entwickelt und fertigt Anlagen fur die industrielle
Vakuumbeschichtung von Materialien wie Glas, Wafer, Metallband

oder Kunststofffolie. Je nach Anwendung sind diese Schichten einen

Nanometer bis wenige Mikrometer diinn und verleihen den
Materialien neue funktionale Eigenschaften.

Aus diesen Materialien stellen unsere Kunden hochwertige
Produkte her, wie Architekturglas, Displays fur Smartphones und
Touchscreens, Solarmodule oder Warmeschutzfolien flr
Autoverglasung.

Wir bieten unseren Kunden technologisch ausgereifte
Vakuumbeschichtungsanlagen, umfassendes Know-how und
weltweiten Service. Die Schllsselkomponenten werden bei

VON ARDENNE selbst entwickelt und gefertigt. Anlagen und
Komponenten aus dem Hause VON ARDENNE leisten einen
wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt. Sie sind entscheidend
bei der Herstellung von Produkten, die helfen, weniger Energie zu
verbrauchen oder Energie aus erneuerbaren Ressourcen zu
erzeugen.

WELTWEITER VERTRIEB UND SERVICE

VON ARDENNE GmbH (headquarters) | Am Hahnweg 8 | 01328 DRESDEN | GERMANY

Sales: +49 (0) 351 2637 189 | sales@vonardenne.com
Service: +49 (0) 351 2637 9400 | support@vonardenne.com

VON ARDENNE Vacuum Equipment (Shanghai) Co., Ltd. | +86 21 3769 0555 | sales-vave@vonardenne.com; Support-

vave@vonardenne.com

VON ARDENNE Malaysia Sdn. Bhd. | +60 4408 0080 | sales-vama@vonardenne.com; support-vama@vonardenne.com

VON ARDENNE North America, Inc. | Ohio office | +1419 386 2789 | sales-vana@vonardenne.com; support-vana@vonardenne.com
VON ARDENNE Vietnam Co., Ltd. | +84 28 6272 3189 | sales-vavn@vonardenne.com; support-vavn@vonardenne.com

VON ARDENNE India Pvt. Ltd. | sales-vaid@vonardenne.com; support-vaid@vonardenne.com
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